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Echipament	PECVD	si/sau	sistem	de	depuneri	in	ultravid	cu
caracterizare	integrata.
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Descriere: Lot	1.	Echipament	PECVD:	Echipament	pentru	depunere	chimica	din	faza	de	vapori	asistata
de	plasma	pentru	realizarea	materialelor	pe	baza	de	carbon.	Echipamentul	trebuie	sa	fie
configurat	in	principal	pentru	procese	de	depunere/crestere	pentru	urmatoarele	materiale:
grafena,	diamant	nanocristalin	(NCD),	carbura	de	siliciu	(SiC)	si	nanotuburi	de	carbon	(CNT).
Lot	2.	Sistem	de	depuneri	in	ultravid	cu	caracterizare	integrata:	Sistem	format	din	3	module
(echipamente)	care	sa	indeplineasca	urmatoarele	functii:	depunere	de	straturi	epitaxiale
din	flux	molecular;	depunere	de	straturi	atomice;	depunere	prin	pulverizare	catodica.


